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(57)摘要

本发明公开了一种面阵探头及其制作方法，

包括正电极引线、负电极引线、电极阵元、正电极

层、负电极层、匹配层和背衬材料层；电极阵元包

括若干正电极单元、若干负电极单元和绝缘材料

层，正电极单元、负电极单元和绝缘材料层形成

块状空间，正电极层在块状空间的上表面处设有

若干分隔槽，分隔槽将块状空间的上表面分隔为

若干等同的矩形正电极层；正电极引线连接于正

电极层，负电极引线连接于负电极层。本发明的

面阵探头操作方便、灵敏度高、高度集成、分辨率

高，同时，本发明的面阵探头的制作方法简单，适

于推广应用。
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1.一种面阵探头，其特征在于，所述面阵探头包括正电极引线、负电极引线、电极阵元、

正电极层、负电极层、匹配层和背衬材料层；所述电极阵元包括若干正电极单元、若干负电

极单元和绝缘材料层，所述正电极单元和所述负电极单元从上往下等间距交叉排布，所述

绝缘材料层分布于所述正电极单元和所述负电极单元的间隙中，所述正电极单元、所述负

电极单元和所述绝缘材料层形成块状空间，所述正电极单元和所述负电极单元的数量相

同，所述正电极单元分别与所述块状空间的左表面、前表面和后表面接触并垂直，所述负电

极单元分别与所述块状空间的右表面、前表面和后表面接触并垂直；所述正电极层覆盖于

所述块状空间的左表面和上表面，所述负电极层覆盖于所述块状空间的右表面和下表面；

所述匹配层覆盖于所述正电极层的外表面，所述背衬材料层覆盖于所述负电极层的外表

面；所述正电极层在所述块状空间的上表面处设有若干分隔槽，所述分隔槽将所述块状空

间的上表面分隔为若干等同的矩形正电极层；所述正电极引线连接于所述正电极层，所述

负电极引线连接于所述负电极层。

2.如权利要求1所述的面阵探头，其特征在于，所述绝缘材料层的材质为环氧树脂。

3.如权利要求1所述的面阵探头，其特征在于，所述正电极单元和所述负电极单元的个

数为2~500个。

4.如权利要求1所述的面阵探头，其特征在于，所述正电极层和所述负电极层的材质为

金、银、铜或镍。

5.如权利要求1所述的面阵探头，其特征在于，相邻两个矩形正电极层的中心间距为45

~55μm。
6.如权利要求1所述的面阵探头，其特征在于，所述正电极单元、所述负电极单元和所

述绝缘材料层形成立方体空间。

7.如权利要求1~6任一项所述的面阵探头的制作方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1、将正电极单元和负电极单元交错排布，灌注绝缘材料，形成块状空间；

S2、将所述块状空间上表面和左表面镀上正电极层，将所述块状空间下表面和右表面

镀上负电极层；

S3、将正电极层在所述块状空间的上表面的部分分隔为若干等同的矩形正电极层；

S4、块状空间的左表面的正电极层连接正电极引线，块状空间的右表面的负电极层连

接负电极引线；

S5、将匹配层与正电极层的外表面相结合，将背衬材料层与负电极层的外表面相结合，

即可。

8.如权利要求7所述的面阵探头的制作方法，其特征在于，在S2中，所述块状空间上镀

上正电极层和负电极层的方式为电镀、化学镀或磁控溅射。

9.如权利要求7所述的面阵探头的制作方法，其特征在于，在S3中，将正电极层在所述

块状空间的上表面的部分分隔为若干等同的矩形正电极层的方式为切割或者蚀刻。

10.如权利要求7所述的面阵探头的制作方法，其特征在于，在S4中，所述正电极引线和

所述负电极引线的连接方式为焊接柔性线路板或银带；

和/或，在S5中，所述匹配层和正电极层的结合方式为粘结或灌注；

和/或，在S5中，所述背衬材料层和所述负电极层的结合方式为粘结或灌注。
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一种面阵探头及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及超声检测领域，特别涉及一种面阵探头及其制作方法。

背景技术

[0002] 现有超声无损检测技术中，有些情况下需要检测的狭小空间，只能用专用的小间

距探头才能进入检测，然而小间距探头阵元有效间距小，电阻抗高，而目前通用检测仪器适

配电阻抗为50Ω，所以常常会产生跟仪器不适配的问题，且普通压电陶瓷超声波探头能量

小、灵敏度低，必须使用耦合剂或者液态介质作为介质才能传播，所以外出检测或者在不方

便供水的野外检测必须携带大量耦合剂或者液态介质，给检测及检测人员带来较大不便。

[0003] 亟需一种操作方便、高度集成、灵敏度高、分辨率高的面阵探头来解决上述技术问

题。

发明内容

[0004] 为了解决上述问题，本发明提供了一种面阵探头及其制备方法，本发明的面阵探

头操作方便、灵敏度高、高度集成、分辨率高，同时，本发明的面阵探头的制作方法简单，适

于推广应用。

[0005] 本发明是通过如下技术方案解决上述技术问题的：

[0006] 本发明的技术方案之一是提供了一种面阵探头，包括正电极引线、负电极引线、电

极阵元、正电极层、负电极层、匹配层和背衬材料层；所述电极阵元包括若干正电极单元、若

干负电极单元和绝缘材料层，所述正电极单元和所述负电极单元从上往下等间距交叉排

布，所述绝缘材料层分布于所述正电极单元和所述负电极单元的间隙中，所述正电极单元、

所述负电极单元和所述绝缘材料层形成块状空间，所述正电极单元和所述负电极单元的数

量相同，所述正电极单元分别与所述块状空间的左表面、前表面和后表面接触并垂直，所述

负电极单元分别与所述块状空间的右表面、前表面和后表面接触并垂直；所述正电极层覆

盖于所述块状空间的左表面和上表面，所述负电极层覆盖于所述块状空间的右表面和下表

面；所述匹配层覆盖于所述正电极层的外表面，所述背衬材料层覆盖于所述负电极层的外

表面；所述正电极层在所述块状空间的上表面处设有若干分隔槽，所述分隔槽将所述块状

空间的上表面分隔为若干等同的矩形正电极层；所述正电极引线连接于所述正电极层，所

述负电极引线连接于所述负电极层。

[0007] 本发明中，所述绝缘材料层的材质为本领域常规的绝缘材料，较佳地，所述绝缘材

料层的材质为环氧树脂。

[0008] 本发明中，所述正电极单元和所述负电极单元的个数会影响最终的检测精度，较

佳地，所述正电极单元和所述负电极单元的个数为2～500个；更佳地，所述正电极单元和所

述负电极单元的个数为50～200个。

[0009] 本发明中，所述正电极层和所述负电极层的材质为本领域常规，较佳地，所述正电

极层和所述负电极层的材质为金、银、铜或镍。
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[0010] 本发明中，所述分隔槽将所述块状空间的上表面分隔为若干等同的矩形正电极

层，较佳地，相邻两个矩形正电极层的中心间距为45～55μm；更佳地，相邻两个矩形正电极

层的中心间距为50μm。
[0011] 本发明中，所述正电极单元、所述负电极单元和所述绝缘材料层形成块状空间，较

佳地，所述块状空间为立方体。

[0012] 本发明的又一技术方案是提供了一种上述所述的面阵探头的制作方法，包括如下

步骤：

[0013] S1、将正电极单元和负电极单元交错排布，灌注绝缘材料，形成块状空间；

[0014] S2、将所述块状空间上表面和左表面镀上正电极层，将所述块状空间下表面和右

表面镀上负电极层；

[0015] S3、将正电极层在所述块状空间的上表面的部分分隔为若干等同的矩形正电极

层；

[0016] S4、块状空间的左表面的正电极层连接正电极引线，块状空间的右表面的负电极

层连接负电极引线；

[0017] S5、将匹配层与正电极层的外表面相结合，将背衬材料层与负电极层的外表面相

结合，即可。

[0018] 本发明中，在S2中，所述块状空间上镀上正电极层和负电极层的方式为本领域常

规，较佳地为电镀、化学镀或磁控溅射。

[0019] 本发明中，在S3中，将正电极层在所述块状空间的上表面的部分分隔为若干等同

的矩形正电极层的方式为本领域常规，较佳地为切割或者蚀刻。

[0020] 本发明中，在S4中，所述正电极引线和所述负电极引线的连接方式为焊接柔性线

路板或银带。

[0021] 本发明中，在S5中，所述匹配层和正电极层的结合方式为粘结或灌注；所述背衬材

料层和所述负电极层的结合方式为粘结或灌注。

[0022] 本发明的优点和有益效果在于：本发明的面阵探头中，正电极单元和负电极单元

的叠层数从2层到n层，甚至上百层，高度集成，可解决与检测仪器电阻抗适配的问题，且中

心频率可从0.1MHz～500MHz，体积小、高度集成、能量大、分辨率高、可无耦合检测，大大提

高了检测的精确性及操作的方便性。本发明的面阵探头的制作方法简单实用，适于推广。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本

发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可

以根据这些附图获得其他的附图。

[0024] 附图说明：

[0025] 图1为本发明实施例1的面阵探头的结构示意图。

[0026] 附图标记说明：

[0027] 1、电极阵元；

[0028] 11、正电极单元；
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[0029] 12、负电极单元；

[0030] 13、绝缘材料层；

[0031] 2、正电极层；

[0032] 3、负电极层；

[0033] 4、匹配层；

[0034] 5、背衬材料层；

[0035] 6、正电极引线；

[0036] 7、负电极引线；

[0037] 8、分隔槽；

[0038] 9、矩形正电极层。

具体实施方式

[0039] 下面结合附图和实施例，对本发明的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅

用于更加清楚地说明本发明的技术方案，而不能以此来限制本发明的保护范围。

[0040] 实施例1

[0041] 如图1所示，本实施例提供了一种面阵探头，包括正电极引线6、负电极引线7、电极

阵元1、正电极层2、负电极层3、匹配层4和背衬材料层5；电极阵元1包括若干个正电极单元

11、若干负电极单元12和绝缘材料层13，正电极单元11和负电极单元12从上往下等间距交

叉排布，绝缘材料层13分布于正电极单元11和负电极单元12的间隙中，正电极单元11、负电

极单元12和绝缘材料层13形成块状空间，正电极单元11和负电极单元12的数量相同，正电

极单元11分别与块状空间的左表面、前表面和后表面接触并垂直，负电极单元12分别与块

状空间的右表面、前表面和后表面接触并垂直；正电极层2覆盖于块状空间的左表面和上表

面，负电极层3覆盖于块状空间的右表面和下表面；匹配层4覆盖于正电极层2的外表面，背

衬材料层5覆盖于负电极层3的外表面；正电极层2在块状空间的上表面处设有若干分隔槽

8，分隔槽8将块状空间的上表面分隔为若干等同的矩形正电极层9；正电极引线6连接于正

电极层2，负电极引线7连接于负电极层3。

[0042] 本实施例中，绝缘材料层13的材质为环氧树脂。

[0043] 本实施例中，正电极单元11和负电极单元12的个数会影响最终的检测精度，其中，

正电极单元11和负电极单元12的个数为2个。

[0044] 本实施例中，正电极层2和负电极层3的材质为金、银、铜或镍。

[0045] 本实施例中，分隔槽8将块状空间的上表面分隔为4个等同的矩形正电极层9，相邻

两个矩形正电极层9的中心间距为50μm。
[0046] 本实施例中，正电极单元11、负电极单元12和绝缘材料层13形成立方体空间。

[0047] 本实施例还提供了一种上述的面阵探头的制作方法，包括如下步骤：

[0048] S1、将正电极单元和负电极单元交错排布，灌注绝缘材料，形成块状空间；

[0049] S2、将块状空间上表面和左表面镀上正电极层，将块状空间下表面和右表面镀上

负电极层；

[0050] S3、将正电极层在块状空间的上表面的部分分隔为若干等同的矩形正电极层；

[0051] S4、块状空间的左表面的正电极层连接正电极引线，块状空间的右表面的负电极
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层连接负电极引线；

[0052] S5、将匹配层与正电极层的外表面相结合，将背衬材料层与负电极层的外表面相

结合，即可。

[0053] 其中：

[0054] 在S2中，块状空间上镀上正电极层和负电极层的方式为电镀；

[0055] 在S3中，将正电极层在块状空间的上表面的部分分隔为若干等同的矩形正电极层

的方式为切割；

[0056] 在S4中，正电极引线和负电极引线的连接方式为焊接柔性线路板；

[0057] 在S5中，匹配层和正电极层的结合方式为灌注；背衬材料层和负电极层的结合方

式为灌注。

[0058] 本实施例的面阵探头，正电极单元和负电极单元高度集成，可解决与检测仪器电

阻抗适配的问题，且中心频率可从0.1MHz～500MHz，体积小、高度集成、能量大、分辨率高、

可无耦合检测，大大提高了检测的精确性及操作的方便性。同时，本实施例的面阵探头的制

作方法简单实用，适于推广。

[0059] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精

神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图1
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